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ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.245.01
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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Науковий фiзико-технологiчний центр Міністерства освiти
i науки та НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14096245

Місцезнаходження: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 6, а/с 4499

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти України
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.21

Тема дисертації:
1. Формування нанорозмірних плівок Ti-O-N та Cr-O-N іонно-променевими методами

2. Formation of nanoscale Ti-O-N and Cr-O-N films with ion-beam methods

Реферат:
1. Об'єкт: плівки Ti-O-N та Cr-O-N нанорозмірної товщини різної стехіометрії, одержані методами іонно-
променевого розпилення та іонно-стимульованого осадження. Мета: встановлення закономірностей синтезу
плівок Ti-O-N та Cr-O-N нанорозмірної товщини за допомогою методів іонно-променевого розпилення та
іонно-стимульованого осадження у контрольованому вакуумному середовищі для оптимізації процесів
одержання нанорозмірних функціональних плівок та наногетероструктур з наперед заданими
властивостями. Методи: рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, тунельна та атомно-силова
мікроскопія, метод масс-спектрометрії вторинних іонів, метод математичного моделювання пробігу іонів у
твердому тілі - пакет програм SRIM, оригінальні методи вимірювання параметрів пучків іонів і атомно-
молекулярних потоків у вакуумному середовищі. Результати: Запропонована технологія синтезу плівок Ti-O-
N нанорозмірної товщини осадженням в контрольованому вакуумному середовищі титану, який



розпилюється пучком іонів Ar+ з енергією = 5 кеВ та низькою щільністю іонного струму на мішені (10 - 15
мкА/см2). Показано вплив вакуумних умов під час синтезу плівок на елементний склад та хімічний стан
сформованих структур. Вперше експериментально встановлені залежності хімічного стану нанорозмірних
структур Ті-N-O/Si від температури підкладки під час формування методом іонно-променевого розпилення
та температурного відпалу. Визначено вплив температури росту плівок TiNxOy на формування міжатомних
зв'язків азоту і титана. Галузь використання: фізика твердого тіла, фізика тонких плівок, нанофізика

2. Object: Ti-O-N and Cr-O-N films of nanoscale thickness with different stoichiometry, received by methods of
ion-beam sputter deposition and ion-beam assisted deposition. The purpose: the determination of laws of Ti-O-N
and Cr-O-N films of nanoscale thickness synthesis with ion-beam sputter deposition and ion-beam assisted
deposition methods in the controlled vacuum environment for the optimization of processes of reception of
functional nanoscale films and nanostructures with the beforehand set properties. Methods: X-ray photoelectron
spectroscopy, scanning tunneling and atomic force microscopy, a method of secondary ion mass spectrometry, a
method of mathematical modeling of ions free path in a solid state - software package SRIM, original methods of
measurement of parameters of ions beams and atomic-molecular streams in the vacuum environment. Results:
The technology of Ti-O-N films synthesis with nanoscale thickness by means of titanium deposition in controlled
vacuum environment by Ar+ ions beam sputtering with energy = 5 keV and low density of ion current on a target
(10 - 15mkA/sm2) is proposed. The influence of vacuum conditions during the films synthesis on the element
structure and the chemical state of the generated structures is shown. For the first time the dependences of a
chemical condition of nanoscale structures Ti-N-O/Si from the substrate temperature during the formation by a
method of ion-beam deposition and the temperature annealing are experimentally determined. The influence of
the temperature of the TiNxOy films growth on the formation of internuclear bonds of nitrogen and the titanium is
defined. Field of application: physics of solid state, the physics of thin films, nanophysics
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